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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文に関し、調査委員から 研磨中における研磨微粒子の凝集物の生成や崩壊過程
に対する内容や、パターントラッピングモデルを実証するための流体モデルとパターン
による段差除去の評価指針、そして、メッシュ分割法などについて質問がなされたが、
いずれも著者から満足（明確）な回答が得られた。また、公聴会においても、多数の出
席者があり、種々の質問がなされたが、いずれも著者の説明によって質問者の理解が得
られた。 
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が、博士（情報工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
